1. Difrakcinio optinio elemento, sudaryto iš daugybės paviršinių mikrodarinių, formavimo būdas, kur paviršiniai mikrodariniai formuojami padėklą dengiančioje dangoje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta danga yra fotopolimerinė danga (8), o padėklas (9) yra pagamintas iš skaidrios medžiagos, kur kiekvieną mikrodarinį, iš kurių yra sudarytas difrakcinis optinis elementas, formuoja atskirai veikiant fotopolimerinę dangą (8) formuojamo mikrodarinio srityje lazerio spinduliuote, kur paveiktoje minėtos fotopolimerinės dangos srityje suformuojamas mikrodarinys (10),
po kiekvieno mikrodarinio (10) suformavimo, vykdo pagrindo ir lazerio spinduliuotės perkėlimą vienas kito atžvilgiu ir analogiškai formuoja kitą mikrodarinį (10), šį procesą kartoja, kol suformuoja pasirinktą skaičių mikrodarinių (10), kurių visuma sudaro difrakcinj optinį elementą.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta fotopolimerinė danga (8) yra iš neigiamo fotopolimero, kuriame lazerio spinduliuote paveiktoje fotopolimerinės dangos srityje vyksta fotopolimerizacijos procesas ir fotopolimerinė danga sukietinama, suformuojant cilindrinės formos mikrodarinį (10), kurio skersmuo yra ≤20 µm.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta fotopolimerinė danga (8) yra iš teigiamo fotopolimero, kuriame lazerio spinduliuote paveiktoje fotopolimerinės dangos srityje vyksta fotolizės procesas, kur lazerine spinduliuote paveiktos sritys tampa tirpios organiniame tirpiklyje ir ryškinimo proceso metu jos yra pašalinamos, suformuojant mikrodarinį įdubos pavidalu.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, skaidrų padėklą (9) dengiančios fotopolimerinės dangos (8) storis pasirinktinai yra ribose nuo 0,1 iki 20 µm. 

5. Būdas pagal bet kurį iš 1–4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fotopolimerine danga (8) padengto skaidrios medžiagos padėklo (9) medžiaga, yra parinkta iš grupės, apimančios safyrą, lydytą kvarco stiklą ir borosilikatinį stiklą.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1–5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuojant mikrodarinį (10) lazerio spinduliuotės židinio plokštuma fotopolimerinės dangos (8) atžvilgiu yra išdėstyta per atstumą nuo jos.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1–6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mikrodariniui (10) formuoti naudoja femtosekundinį lazerį nuo10 fs iki 900 fs arba pikosekundinį lazerį nuo 1 iki 100 ps, arba nanosekundinį lazerį nuo 1 iki 100 ns.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1–7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mikrodariniui (10) formuoti naudoja nuo 10 iki 10000 lazerinės spinduliuotės impulsų, kurių energija nuo 1 iki 100 nJ.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1–8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad difrakcinį optinį elementą sudarantys mikrodariniai (10), formuojami išdėstant juos vienas nuo kito atstumu intervale nuo 10 µm iki 500 µm.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1–8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad difrakcinį optinį elementą sudarantys mikrodariniai (10) formuojami išdėstant juos linijomis, kur kiekvienoje linijoje mikrodariniai (10) persikloja su gretimais mikrodariniais (10), suformuojant ≤100 µm storio linijas.
